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Interferometr porównawczy dwupromieniowy

Przedmiotem wynalazku jest interferometr po¬
równawczy dwupromieniowy z jednym czarnym
prążkiem zerowym, służący do pomiarów współ¬
czynnika załamania gazów.

Znane są i dotychczas stosowane interferometry
typu Jamina-Mascarta, które w wyniku zastoso¬
wania układu rozdzielającego i łączącego wiązki
świetlne w postaci płytki płaskorównoległej i pryz¬
matów, pomiędzy którymi naniesiona jest półprze-
puszczalna warstwa metaliczna, uzyskują jeden
czarny prążek zerowy. Układ optyczny tych inter¬
ferometrów jest następujący. Równoległa wiązka
światła padająca z układu oświetlacza ulega roz¬
dzieleniu na wiązkę przechodzącą i odbitą od
warstwy półprzepuszczalnej układu rozdzielającego
i łączącego wiązki świetlne.

Jedna wiązka przechodzi przez komorę z gazem
badanym, druga przez komorę z gazem wzorco¬
wym. Pryzmat dachowy umieszczony za komora¬
mi odwraca bieg promieni, dzięki czemu wiązki
świetlne przechodzą powtórnie przez te same ko¬
mory i padają na poprzednio opisany zespół płyt¬
ki płaskorównoległej z pryzmatem, w którym łą¬
czą się i zostają skierowane do obiektywu. Prąż¬
ki interferencyjne powstałe przez nieznaczne skrę¬
cenie zespołu płytki płaskorównoległej z pryzma¬
tem względem pryzmatu dachowego, odwzorowane
są za pomocą obiektywu w przedmiotowej płasz¬
czyźnie ogniskowej okulara z podziałką. Jeden
czarny prążek zerowy powstaje w wyniku zmia-
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ny fazy przechodzących promieni przy odbiciach,
których liczba dla obu rozdzielanych wiązek jest
równa. Dodatkowa różnica dróg optycznych wy¬
wołana zmianą współczynnika załamania gazu ba¬
danego, powoduje przesunięcie równoległe układu
prążków w polu widzenia okulara. Obserwacja
przesunięcia czarnego prążka jest możliwa, ponie¬
waż odróżnia się on wybitnie od pozostałych prąż¬
ków, które w miarę odchylania się od prążka ze¬
rowego są coraz mniej ostre i zabarwione.

Dotychczas stosowany w interferometrach dwu-
promieniowych zespół płytki płaskorównoległej
z pryzmatem, służący do rozdzielania i łączenia
wiązek świetlnych oraz do uzyskania czarnego
prążka zerowego poprzez przesunięcie fazowe dwu
interfenijących wiązek świetlnych o ^/2 jest skom¬
plikowany, wymaga żmudnej i kosztownej obrób¬
ki i wprowadza trudności montażowe.

Pryzmat o wielu 'powierzchniach czynnych musi
być wykonany z dużą dokładnością wymiarów li¬
niowych i kątowych, gdyż służy równocześnie do
skierowania wiązki świetlnej do obiektywu. Płyt¬
ka płaskorównoległa ma cztery powierzchnie pole¬
rowane, w czym dwie powierzchnie nie równo¬
ległe — jedna powierzchnia dla wiązki oświetla¬
jącej i jedna powierzchnia czołowa od strony ko¬
mór. Zespół płytki płaskorównoległej z pryzma¬
tem musi być sklejony kleiwem- o dużej jedno¬
rodności w celu uzyskania ostrych obrazów prąż¬
ków. Po sklejeniu wspólna powierzchnia czołowa
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zespołu od strony komór musi być wyrównana
przez szlifowanie i polerowanie. Podczas montażu
przy skręcaniu tego zespołu w celu uzyskania
układu prążków, następuje odchylenie wiązki pro¬
mieni wpadających do obiektywu, co wymaga do¬
datkowej regulacji obiektywu.

Celem wynalazku jest usunięcie tych niedogod¬
ności! przez zastosowanie takiego układu rozdzie¬
lającego i łączącego wiązki świetlne, który nie po-
siadałby-/MFad dotychczas stosowanych układów.

Zadanie wytyczone w celu usunięcia podanych
niedogodności zostało rozwiązane zgodnie z wyna¬
lazkiem w ten sposób, że układ rozdzielający
i łączący wiązki świetlne stanowi płytka płasko-
równoległa pokryta na jednej powierzchni (od
strony komór) pasami półprzepuszczalnych powłok
metalicznych, natomiast na drugiej — w części
powierzchni odbijającej wiązki świetlne — meta¬
liczną powłoką odbijającą. Układ ten — a więc
płytka płaskorównoległa posiada tylko dwie po¬
wierzchnie czynne. Przedmiot wynalazku jest uwi¬
doczniony w przykładach wykonania na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia układ optyczny inter¬
ferometru porównawczego dwupromieniowego o osi
optycznej układu oświetlającego równoległej do
biegu promieni w komorach z gazem wzorcowym
i badanym, fig. 2 — układ oświetlający o prosto¬
padłej osi do biegu promieni w komorach 8 i 9,
fig. 3 — układ oświetlający o prostopadłej osi do
biegu promieni w komorach 8 i 9, przy czym na
płytce rozdzielającej i łączącej wiązki świetlne
jest naklejona dodatkowa płytka do zmiany kie¬
runku promieni oświetlających.

Jak uwidoczniono na fig. i, światło z żarówki
1 oświetla diafragmę polową 2, która znajduje się
w płaszczyźnie ogniskowej obiektywu oświetlacza
3. Otrzymana za obiektywem oświetlacza 3 wiąz¬
ka światła pada na płytkę płaskorównoległa 4. Od
strony komór płytka płaskorównoległa 4 ma na¬
niesione dwa pasy półprzepuszczalnej warstwy me¬
talicznej 6, zaś z przeciwnej strony w części po¬
wierzchni odbijającej wiązki świetlne, jest pokry¬
ta metaliczną powłoką odbijającą 20, najkorzyst¬
niej srebrną.

Wiązka światła ulega w punkcie 7 rozdzielaniu
na dwie wiązki świetlne a i b. Wiązka a przecho¬
dzi przez dwie jednakowe komory 8 napełnione
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gazem wzorcowym, zaś wiązka b przechodzi dwu¬
krotnie przez komorę 9 napełnioną gazem bada¬
nym. Powrotny bieg wiązek a i b w kierunku
płytki płaskorównoległej 4 uzyskuje się dzięki

5 pryzmatowi dachowemu. 10. Komory 8 i 9 są her¬
metycznie zamknięte z obu końców dwiema płyt¬
kami zakrywającymi 11. Po przejściu przez ko¬
mory 8 i 9 wiązki a i b spotykają się w punkcie
12, gdzie połączone, razem padają na pryzmat

io odchylający 13, Połączone wiązki a i b interferują
z sobą. Do obserwacji prążków interferencyjnych
służy układ lunetowy składający s:ę z obiektywu
14, płytki ogniskowej z podziałką 15 i okulara 16.
Na płytce ogniskowej 15 znajduje się podziałką

15 umożliwiająca pomiar współczynnika załamania
gazu lub zawartości procentowej składnika zanie¬
czyszczającego gaz na podstawie przesunięcia czar¬
nego prążka zerowego.

Fig. 2 przedstawia odmianę układu' optycznego
2o interferometru, w której oś układu oświetlającego

jest prostopadła do biegu promieni w komorach
8 i 9. Uzyskuje się to przez zastosowanie płytki
płaskorównoległej 5 zastępującej płytkę 4 z fig. 1.

Płytka płaskorównoległa 5 ma zwiększoną po-
25 wierzchnie w stosunku do płytki 4 o niepokrytą

warstwą półprzepuszczalną powierzchnię 17 umoż¬
liwiającą wejście p*omieni z obiektywu oświetla¬
cza 3. Fig. 3 przedstawia odmianę układu optyczne¬
go interferometru, w której oś układu oświetlające-

30 £o jest prostopadła do biegu promieni w komorach
8 i 9 co uzyskuje się przez naklejenie na płytkę
płaskorównoległa 4 dodatkowej płytki 18, pokry¬
tej na stronie niesklejonej metaliczną powłoką od¬
bijającą 19. W tej ostatniej odmianie układu uzys-

35 kuje się mniejszą szerokość przyrządu niż w od¬
mianie przedstawionej na fig. 2.

Zastrzeżenia patentowe
1. Interferometr porównawczy dwupromieniowy

40 z jednym czarnym prążkiem zerowym zna¬
mienny tym, że jego układ rozdzielający i łą¬
czący wiązki świetlne stanowią pasy (6) po¬
włok światłodzielących na przykład metalicz¬
nych, naniesione na płytkę (4).

2. Odmiana interferometru według zastrz. 1 zna¬
mienna tym, że do płytki (4) przyklejona jest
płytka (18), służąca do prostopadłego odchyla¬
nia oświetlającej wiązki światła.
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